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【手続補正書】
【提出日】令和2年11月19日(2020.11.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の空間が壁で隔てて並設された基板と、
　前記基板の一方の面において隣り合う前記壁を跨いで前記空間の一部を区画する区画部
材と、
　前記区画部材の前記空間側とは反対側に、前記空間毎に対応させて形成された圧電素子
と、
　を備え、
　前記空間の並設方向における前記壁の幅をａ、前記一方の面から当該一方の面とは反対
側の他方の面までの前記壁の高さをｂ、前記区画部材の厚さをｔ、前記区画部材における
変位可能な可動領域の長手方向の寸法をＬとして、
　ｔ×Ｌ４／（ａ×ｂ３）≦５×１０５

　を満たすことを特徴とする圧電デバイス。
【請求項２】
　ｔ×Ｌ４／（ａ×ｂ３）≦１．６×１０５

　を更に満たすことを特徴とする請求項１に記載の圧電デバイス。
【請求項３】
　１．２×１０５≦ｔ×Ｌ４／（ａ×ｂ３）
　を更に満たすことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の圧電デバイス。
【請求項４】
　ｔ×ｂ４／（ａ×Ｌ3）≦１．２×１０－３

　を更に満たすことを特徴とする請求項１から請求項３の何れか一項に記載の圧電デバイ
ス。
【請求項５】
　５．９×１０－４≦ｔ×ｂ４／（ａ×Ｌ3）≦８．６×１０－４

　を更に満たすことを特徴とする請求項４に記載の圧電デバイス。
【請求項６】
　ｂ≧３５
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　を更に満たすことを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の圧電デバ
イス。
【請求項７】
　ｂ≧５０
　を更に満たすことを特徴とする請求項６に記載の圧電デバイス。
【請求項８】
　ｂ≦５５
　を更に満たすことを特徴とする請求項６または請求項７に記載の圧電デバイス。
【請求項９】
　前記区画部材が残留応力を有していることを特徴とする請求項１から請求項８の何れか
一項に記載の圧電デバイス。
【請求項１０】
　前記壁の母材がシリコンであり、
　前記区画部材が、前記母材の熱酸化により形成されたシリコン酸化膜であることを特徴
とする請求項１から請求項９の何れか一項に記載の圧電デバイス。
【請求項１１】
　請求項１から請求項１０の何れか一項に記載の圧電デバイスを備えた液体噴射ヘッド。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の液体噴射ヘッドを備えた液体噴射装置。
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